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Resumo

MEIS (medium energy ion spectrometry) é uma técnica de andlise de materiais por feixes de ions
com alta resolucdo de energia e angulo baseada nos mesmos principios fisicos do RBS (Rutherford
backscattering spectrometry), com a qual é possivel obter a especificacdo e distribuicdo de elementos em
funcdo da profundidade do material. Enquanto o RBS utiliza um detector de estado sélido, em MEIS
utiliza-se um detector do tipo analisador toroidal eletrostatico, com o qual se consegue um ganho de
resolucdo de energia de até 2 ordens de grandeza com relacdo ao RBS. Esse aumento se traduz em
resolucdo de espessura/profundidade, que atinge escala subnanométrica e propicia o estudo da geometria,
dimensdo e composicdo de nanoestruturas multielementares. Neste trabalho apresentam-se as
possibilidades e os desafios no uso da técnica para a caracterizagcdo de nanoparticulas (NPs) de Pb
enterradas, localizadas na interface de filmes de Si/SiO,, e os processos envolvidos na preparagéo de
amostras e analise de resultados. Efeitos indesejados como espalhamentos multiplos e distribui¢do
assimétrica de perda de energia do feixe de ions dificultam a leitura do espectro de MEIS e estdo
relacionados a grande profundidade de enterramento das NPs de Pb no SiO,. Tais efeitos foram
amenizados a partir da corrosdo quimica controlada e homogénea que reduz a espessura da camada de
SiO, sobre as NPs de Pb. Os espectros de MEIS obtidos foram analisados através de um método de
simulacdo computacional desenvolvido no Laboratdrio de Implantagéo 16nica da UFRGS que viabilizou a
comparacdo de resultados simulados e experimentais afim de refinar pardmetros como tamanho e
distribuicdo das NPs de Pb na interface Si/SiO..



